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(57)摘要

本实用新型涉及晶圆片清洗设备技术领域，

尤其涉及一种晶圆表面清洗箱；包括主箱体、管

道组件、控温组件、副箱体及升降组件；主箱体包

括箱本体、支撑体及载料件，箱本体设有第一内

腔，支撑体设于第一内腔内，支撑体设有第二内

腔，第二内腔与第一内腔连通，载料件位于第二

内腔内，副箱体与主箱体围设成第三内腔；升降

组件驱动载料件运动；控温组件包括加热体、冷

却体及温控件；通过设置由本体、支撑体及载料

件组成的主箱体，本体、支撑体、载料件及副箱体

连接后形成第一内腔、第二内腔和第三内腔，管

道组件供应不同的药剂在第一内腔内完成混合

形成化学药剂，升降组件驱动载料件升降，加速

晶圆片的清洗效率，提高生产效率，降低生产成

本。
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1.一种晶圆表面清洗箱，其特征在于：包括主箱体(1)、管道组件(2)、控温组件、副箱体

(4)及升降组件(5)；

所述主箱体(1)包括箱本体(11)、支撑体(12)及载料件(13)，所述箱本体(11)设有第一

内腔(101)，所述支撑体(12)设于第一内腔(101)内，所述支撑体(12)设有第二内腔(102)，

所述第二内腔(102)与第一内腔(101)连通，所述载料件(13)位于第二内腔(102)内，所述副

箱体(4)与所述主箱体(1)围设成第三内腔(103)；

所述升降组件(5)设于箱本体(11)并驱动载料件(13)运动；

所述控温组件包括加热体(31)、冷却体(32)及温控件(33)，所述加热体(31)位于箱本

体(11)的外部并与所述第一内腔(101)连通，所述冷却体(32)设于支撑体(12)并远离载料

件(13)，所述温控件(33)设于箱本体(11)内。

2.根据权利要求1所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：所述支撑体(12)包括上固定件

(121)、下固定件(122)及若干个杆体(123)，每个杆体(123)的两端分别与上固定件(121)及

下固定件(122)连接，相邻两个杆体(123)间距设置。

3.根据权利要求2所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：每个杆体(123)均设有若干个

第一缺口(1231)，若干个第一缺口(1231)沿杆体(123)的长度方向设置，相邻两个第一缺口

(1231)间距设置，所述第一缺口(1231)朝向箱本体(11)设置，所述冷却体(32)嵌于第一缺

口(1231)内。

4.根据权利要求1所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：所述升降组件(5)包括安装板

(51)、第一驱动源(52)、转轴(53)、升降件(54)及连接杆(55)；

所述安装板(51)设于主箱体(1)，所述第一驱动源(52)设于安装板(51)并驱动转轴

(53)转动，所述转轴(53)设有斜面(531)，所述斜面(531)设于转轴(53)的端面，所述升降件

(54)的一端与所述斜面(531)抵触，所述升降件(54)的另一端与所述连接杆(55)连接，所述

安装板(51)设有限位孔(511)，所述连接杆(55)穿过限位孔(511)与所述载料件(13)连接。

5.根据权利要求4所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：所述升降件(54)包括本体

(541)、通孔(542)及滚轮(543)，所述滚轮(543)转动连接于本体(541)并与斜面(531)抵触，

所述连接杆(55)固定于通孔(542)。

6.根据权利要求1所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：所述箱本体(11)设有第二缺口

(111)，所述第二缺口(111)设于箱本体(11)的顶面。

7.根据权利要求1所述的晶圆表面清洗箱，其特征在于：所述晶圆表面清洗箱还包括盖

板组件(6)，所述盖板组件(6)包括第二驱动源(61)及板体(62)，所述板体(62)用于盖设主

箱体(1)。
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一种晶圆表面清洗箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及晶圆片清洗设备技术领域，尤其涉及一种晶圆表面清洗箱。

背景技术

[0002] 晶圆片在生产过程中需要浸入化学药剂液内进行表面清洗，清洗前通常将若干个

晶圆片整齐摆放在料框内，然后再将料框浸入药液中完成对晶圆片的表面清洗加工，传统

加工方式具有清洗效率慢的问题，导致生产效率低，成本高，不能满足生产要求，故需要改

良。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中存在的清洗效率慢，生产成本高的缺点，本实用新型的目的

在于提供一种晶圆表面清洗箱，实现快速清洗、降低生产成本的目的。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案为：

[0005] 一种晶圆表面清洗箱，包括主箱体、管道组件、控温组件、副箱体及升降组件；

[0006] 所述主箱体包括箱本体、支撑体及载料件，所述箱本体设有第一内腔，所述支撑体

设于第一内腔内，所述支撑体设有第二内腔，所述第二内腔与第一内腔连通，所述载料件位

于第二内腔内，所述副箱体与所述主箱体围设成第三内腔；

[0007] 所述升降组件设于箱本体并驱动载料件运动；

[0008] 所述控温组件包括加热体、冷却体及温控件，所述加热体位于箱本体的外部并与

所述第一内腔连通，所述冷却体设于支撑体并远离载料件，所述温控件设于箱本体内。

[0009] 进一步的，所述支撑体包括上固定件、下固定件及若干个杆体，每个杆体的两端分

别与上固定件及下固定件连接，相邻两个杆体间距设置。

[0010] 进一步的，每个杆体均设有若干个第一缺口，若干个第一缺口沿杆体的长度方向

设置，相邻两个第一缺口间距设置，所述第一缺口朝向箱本体设置，所述冷却体嵌于第一缺

口内。

[0011] 进一步的，所述升降组件包括安装板、第一驱动源、转轴、升降件及连接杆；

[0012] 所述安装板设于主箱体，所述第一驱动源设于安装板并驱动转轴转动，所述转轴

设有斜面，所述斜面设于转轴的端面，所述升降件的一端与所述斜面抵触，所述升降件的另

一端与所述连接杆连接，所述安装板设有限位孔，所述连接杆穿过限位孔与所述载料件连

接。

[0013] 进一步的，所述升降件包括本体、通孔及滚轮，所述滚轮转动连接于本体并与斜面

抵触，所述连接杆固定于通孔。

[0014] 进一步的，所述箱本体设有第二缺口，所述第二缺口设于箱本体的顶面。

[0015] 进一步的，所述晶圆表面清洗箱还包括盖板组件，所述盖板组件包括第二驱动源

及板体，所述板体用于盖设主箱体。

[0016] 本实用新型的有益效果：通过设置由本体、支撑体及载料件组成的主箱体，本体、
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支撑体、载料件及副箱体连接后形成第一内腔、第二内腔和第三内腔，管道组件供应不同的

药剂在第一内腔内完成混合形成化学药剂，升降组件驱动载料件升降，加速晶圆片的清洗

效率，提高生产效率，降低生产成本。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的立体剖视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型的主箱体和副箱体拆分结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型的本体和支撑体拆分结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型的升降组件结构示意图；

[0022] 图6为本实用新型的升降组件的转轴、升降件及连接杆拆分结构示意图；

[0023] 图7为本实用新型的盖板组件结构示意图；

[0024] 图8为本实用新型的平面结构示意图。

[0025] 附图标记包括：

[0026] 1—主箱体               11—箱本体             111—第二缺口

[0027] 12—支撑体              121—上固定件          122—下固定件

[0028] 123—杆体               1231—第一缺口         13—载料件

[0029] 101—第一内腔           102—第二内腔          103—第三内腔

[0030] 2—管道组件             31—加热体             32—冷却体

[0031] 33—温控件              4—副箱体              5—升降组件

[0032] 51—安装板              511—限位孔            52—第一驱动源

[0033] 53—转轴                531—斜面              54—升降件

[0034] 541—本体               542—通孔              543—滚轮

[0035] 55—连接杆              6—盖板组件            61—第二驱动源

[0036] 62—板体                100—料箱

具体实施方式

[0037] 为了便于本领域技术人员的理解，下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步

的说明，实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

[0038] 请参阅图1至图8，本实用新型的一种晶圆表面清洗箱，其特征在于：包括主箱体1、

管道组件2、控温组件、副箱体4及升降组件5；

[0039] 所述主箱体1包括箱本体11、支撑体12及载料件13，所述箱本体11设有第一内腔

101，所述支撑体12设于第一内腔101内，所述支撑体12设有第二内腔102，所述第二内腔102

与第一内腔101连通，所述载料件13位于第二内腔102内，所述副箱体4与所述主箱体1围设

成第三内腔103；

[0040] 所述升降组件5设于箱本体11并驱动载料件13运动；

[0041] 所述控温组件包括加热体31、冷却体32及温控件33，所述加热体31位于箱本体11

的外部并与所述第一内腔101连通，所述冷却体32设于支撑体12并远离载料件13，所述温控

件33设于箱本体11内。
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[0042] 具体的，本实施例中，主箱体1用于清洗外界晶圆片，首先将外界若干晶圆片整齐

放置在外界料框100内，主箱体1包括箱本体11、支撑体12及载料件13，箱本体11为一端开口

的箱体，箱本体11由底板及侧板围设成第一内腔101，支撑体12呈两端开口的筒状形成第二

内腔102，支撑体12放入第一内腔101内，支撑体12呈镂空状使得第一内腔101和第二内腔

102连通，载料件13活动连接于支撑体12内，升降组件5使得载料件13上下运动，副箱体4与

主箱体1固定连接，副箱体4的侧壁与主箱体1的侧壁间距设置形成第三内腔103，管道组件2

固定连接在箱本体11的侧壁内表面，管道组件2包括多根氟树脂管，氟树脂管的一端安装有

耐腐蚀PP接头用于与外界供液箱连通，氟树脂管的另一端深入第一内腔101内，其中部分氟

树脂管用于输送浓硫酸，部分氟树脂管用于输送双氧水，实现浓硫酸和双氧水的分别供给

并混合形成化学药剂，控温组件包括加热体31、冷却体32及温控件33，其中加热体31包括依

次连通的第一管体、泵体、第二管体、加热箱及第三管体，第一管体连通第三内腔103，第三

管体连通第一内腔101形成循环通道，经泵体将第三内腔103的化学药剂由第一管体抽出，

通过加热箱的加热对化学药剂进行加热到预设温度后再由第三管体进入第一内腔101内，

实现第一内腔101内的化学药剂的工作温度处于高温状态，冷却体32为软体耐腐蚀胶管，冷

却体32绕设支撑体12的侧壁外表面，冷却体32通入冷却介质对化学药剂进行降温，使得化

学药剂的温度处于相对稳定状态，温控件33设于箱本体11的内壁，用于监控化学药剂的温

度及时调整加热体31、冷却体32的控制，提高化学药剂的清洗效率，将外界料框100放入载

料件13内，在主箱体1内的浓硫酸和双氧水的化学药剂内，完成清洗目的，升降组件5的作用

下使得料框100与载料件13同步升降，加速清洗效率。

[0043] 通过设置由本体11、支撑体12及载料件13组成的主箱体1，本体11、支撑体12、载料

件13及副箱体4连接后形成第一内腔101、第二内腔102和第三内腔103，管道组件2供应不同

的药剂在第一内腔101内完成混合形成化学药剂，升降组件5驱动载料件13升降，加速晶圆

片的清洗效率，提高生产效率，降低生产成本。

[0044] 所述支撑体12包括上固定件121、下固定件122及若干个杆体123，每个杆体123的

两端分别与上固定件121及下固定件122连接，相邻两个杆体123间距设置，上固定件121呈

闭合环状，下固定件122呈闭合环状，若干个杆体123间距设置并将上固定件121和下固定件

122连接，支撑体12的设置对载料件13具有限位效果同时对载料件13进行保护，即对待清洗

加工的晶圆片进行保护，生产安全性，确保加工质量。

[0045] 每个杆体123均设有若干个第一缺口1231，若干个第一缺口1231沿杆体123的长度

方向设置，相邻两个第一缺口1231间距设置，所述第一缺口1231朝向箱本体11设置，所述冷

却体32嵌于第一缺口1231内，第一缺口1231的设置具有固定冷却体32的目的，单位体积内

对冷却液进行降温，达到均匀降温的目的。

[0046] 所述升降组件5包括安装板51、第一驱动源52、转轴53、升降件54及连接杆55；

[0047] 所述安装板51设于主箱体1，所述第一驱动源52设于安装板51并驱动转轴53转动，

所述转轴53设有斜面531，所述斜面531设于转轴53的端面，所述升降件54的一端与所述斜

面531抵触，所述升降件54的另一端与所述连接杆55连接，所述安装板51设有限位孔511，所

述连接杆55穿过限位孔511与所述载料件13连接，在转轴53的转动过程中，转轴53转动过程

中斜面531同步转动，斜面531等同于凸轮的效果，达到驱动连接杆55和载料件13升降的目

的。
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[0048] 所述升降件54包括本体541、通孔542及滚轮543，所述滚轮543转动连接于本体541

并与斜面531抵触，所述连接杆55固定于通孔542，滚轮543的设置，使得升降件54与斜面531

线接触，降低摩擦阻力，降低能耗，降低生产成本，通孔542沿本体541的厚度方向贯穿本体

541，连接杆55固定在通孔542内，具有定位作用。

[0049] 所述箱本体11设有第二缺口111，所述第二缺口111设于箱本体11的顶面，第二缺

口111的设置，使得第一内腔101内的化学药剂经第二缺口111溢出流入第三内腔103内。

[0050] 所述晶圆表面清洗箱还包括盖板组件6，所述盖板组件6包括第二驱动源61及板体

62，所述板体62用于盖设主箱体1，所述盖板组件6的数量为两组，两组盖板组件6呈对称设

置，第二驱动源61为气撑结构，第二驱动源61驱动板体62转动，实现开启或闭合作用，避免

化学药剂溅出主箱体1外，提高工作环境的安全性。

[0051] 以上内容仅为本实用新型的较佳实施例，对于本领域的普通技术人员，依据本实

用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为

对本实用新型的限制。
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